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【57】申請專利範圍
1.　一種標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的系統，係預先以一缺陷品檢測設備檢測出
該些被動元件的缺陷品分佈狀態訊息的一缺陷檢測圖資訊，進而標記載體上的多個被動

元件中的缺陷品的系統，其包含：一輸送單元，用以將一載體與該載體上所承載的包含

缺陷品的該些被動元件移送至一第一工作位置或移至一第二工作位置；一影像擷取單

元，用以擷取涵蓋該些被動元件在移入該第一工作位置前的一標記前影像，及擷取涵蓋

該些被動元件在移出該第一工作位置後的一標記後影像；一辨識單元，分析該缺陷檢測

圖資訊的該些被動元件的缺陷品分佈狀態訊息，並在該缺陷檢測圖資訊上將各個缺陷品

的位置標示出來，以獲得一缺陷品位置標記資訊；以及一標記單元，用以根據該缺陷品

位置標記資訊，在該第一工作位置上對應於該些被動元件實體的各個缺陷品上標示記號。

2.　如申請專利範圍第 1項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的系統，更包含：一
元件脫離單元，包含一藉由三維空間移動機構移動的自動剔除設備，用以在該第二工作

位置上根據各個標示記號自動剔除遭標記的該些被動元件於該載體。

3.　如申請專利範圍第 1項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的系統，更包含：一
自動目檢機，用以辨識該標示記號之各個被動元件，再以一吹氣裝置予以與非缺陷品的

被動元件分離。

4.　如申請專利範圍第 1項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的系統，其中，該辨
識單元係應用光學辨識技術讀取並分析該缺陷檢測圖資訊，進而建立該座標基準點及各

個座標位置。

5.　如申請專利範圍第 1項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的系統，其中，該載
體為膠帶載體，該些被動元件係微形化、高密度化地矩陣式或不規則式附著於該膠帶載

體。

6.　如申請專利範圍第 1項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的系統，其中，該標
記單元之標示記號係應用噴碼機噴印技術或雷射標記技術。

7.　如申請專利範圍第 1項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的系統，其中，該標
記單元之標示記號係應用麥克筆標記。

- 4155 -



8.　如申請專利範圍第 1項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的系統，其中，該第
一工作位置與該第二工作位置係位於同一輸送帶的前、後或分屬於不同輸送帶。

9.　一種標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的方法，其步驟包含：提供一缺陷檢測圖資
訊：該缺陷檢測圖資訊包含一載體上所承載的多個被動元件的一每個缺陷品分佈狀態資

訊；計算缺陷檢測圖標記資訊：辨識該缺陷檢測圖資訊，並在該缺陷檢測圖資訊上將各

個缺陷品標示出來，以獲得一缺陷品位置標記資訊；計算被動元件缺陷品的座標：擷取

置於一輸送單元上的該載體及其承載的被動元件的一標記前影像，比對該缺陷品位置標

記資訊與該標記前影像，並據而決定該標記前影像中的缺陷品座標資訊；標示出被動元

件缺陷品：以該輸送單元將該載體輸送至一標記單元，依據該缺陷品座標資訊，在該載

體上標記出各個缺陷品；以及檢驗載體的標記正確性：擷取置於該輸送單元上的該載體

及其承載的被動元件的一標記後影像，比對該缺陷檢測圖標記資訊與該標記後影像，確

定已正確標記出被動元件缺陷品。

10.   如申請專利範圍第 9項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的方法，更包含下個
步驟：在載體上剔除各個缺陷品：應用一藉由三維移動機構進行移動的剔除設備，將載

體上之各個標示記號之被動元件予以剔除於該載體之外。

11.   如申請專利範圍第 9項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的方法，更包含下個
步驟：剔除各個缺陷品：應用一自動目檢機偵測通過的該被動元件的標示記號，並藉由

一吹氣裝置予以與非缺陷品的被動元件分離。

12.   如申請專利範圍第 9項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的方法，其中擷取該
與該載體及其承載的被動元件的標記前影像與標記後影像為同一影像擷取單元。

13.   如申請專利範圍第 9項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的方法，其中，該辨
識該缺陷檢測圖資訊步驟係應用光學辨識技術讀取並分析該缺陷檢測圖資訊，進而建立

一座標基準點及相對應於該座標基準點的各個座標位置的資訊。

14.   如申請專利範圍第 13項所述標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的方法，其中，該座
標基準點位於該載體或該些被動元件。

圖式簡單說明

[圖 1]為本發明之標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的系統之系統方塊示意圖； [圖
2]為本發明之標記載體上的多個被動元件中的缺陷品的方法的步驟流程圖。
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